
      現�半��製�中常⾒的瑕�偵測為⾃動光學檢測(Automated Optical
Inspection�AOI)��檢測⽅式�常��⼤量的正常和瑕�樣本�⾏訓練�在
瑕�樣本稀少的�況下�會���識�型訓練效果不佳����晶�����中

可�會產⽣�⼩的位���會影響瑕�檢測的準確性�

      本專題研�希����度學�之��視覺技����找出���便利的⽅式
�⾏晶�瑕�偵測�為了改����點�我們針對瑕�樣本不⾜��晶�切�位

�變�提出�效的�度學�⽅法並�⾏測試�析�

研究動機與目的

晶圓樣本
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實驗結果�析

實驗結果�較

      根�各種位�實驗的各�型�⾼準確率�⾏�較�得出對於位�較⼩的�
況�3VAEs和5VAEs在瑕�偵測⽅⾯都��⾜�求�由於計��間的考��
3VAEs可�是更�效的�擇�單⼀VAE在�理位��可��法很��捕捉��的
���布����了�型�法���表�樣本中的變異性�因��在�理位�

���成VAEs的��變得更加明顯�

�成變�⾃�碼器 (Ensemble Variational Auto Encoders : Ensemble VAEs)
     �成變�⾃�碼器是⼀種使⽤�個VAEs來檢測��異常的⽅法�對�個單獨
的VAE�⾏訓練����所�VAEs的預測組合在⼀��做出�終�合預測�當重
建��產⽣較⼤�����訓練����較⼤的�重�否則會為訓練����⼀

個較⼩的�重�從⽽期�該訓練��於下⼀�段VAE(t＋１)實現良�的重建�本
研��別使⽤3VAEs�5VAEs作為實驗�型�

研究方法

單⼀變�⾃�碼器 (Single Variational Auto Encoder : Single VAE)
     VAE為⼀種⽣成�型⽤於��重建和⽣成�結合了�度學�和�率建�的�
���學������本研�採⽤VAE學�⽣成�的影�樣本��討�在結構中
的變���便更��理�����出之間�異�⼀個僅訓練正常樣本的VAE可�
⼀個瑕�測試影�重建為正常影��因�只�計���影���出影�的��值

即可判斷瑕�是否存在�

 VAE架構圖

      晶圓是半��晶�圓形�的�稱�其為圓柱狀半��晶�的�切��⽤於積
��路製�中做為載�基��由於其形狀為圓形�故稱為晶圓�本研�晶圓中相

�晶�之間存在約5~6個�素�另��本研�所�討的同⼀晶圓�的所�晶��
�相同的��的間��正常晶�是�在固�材�中⽣⻑形成的晶�結構�其尺⼨

和��⽅式�合預期的�沒�明顯異常或�陷的���瑕�晶�在晶�製�的�

�中�因為⼈為或是�在的因素���晶���上出現��或汙���瑕��本

研�使⽤Labelme�晶圓樣本�⾏切��得晶�樣本

變分自編碼器與集成學習於矽晶圓之晶粒異常檢測
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研究樣本

基於VAE的AdaBoost圖像重建權重調整

      本研�晶�樣本的各種位�的實驗��⾏
單⼀變�⾃�碼器��成變�⾃�碼器�型

�⾏晶�異常檢測之實驗�析�同�評估訓

練晶�樣本��測試晶�樣本在位��件下

的瑕�偵測�⼒��識率�

      本研�利⽤�型在重建��的各種閥值
下�測試晶�的實驗結果�當中�準確率�

⼤的結果相互�⾏�較�FP (False Positive)
為樣本的真實�別為正常�但是�型預測結

果為瑕��FN (False Negative)為樣本的真
實�別為瑕��但是�型預測結果為正常�

AUC為⼀種⽤於評估���型性�的���
⽤於衡量�型在不同閥值下的���⼒

      

      

晶粒位移實驗組織圖


